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НОВЫЕ КНИГИ
Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно 

связанной плазмой. Образование ионов / 2-е издание, исправленное 
и дополненное. LAP Lambert Academic Publishing GmBH & Co. KG, 2012. 
389 c.  ISBN 978-3-8484-3009-3

Рассмотрены основы, характеристики и аппаратурное обеспечение 
метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). 
Главное внимание уделено процессам и закономерностям образования 
атомов и ионов различного типа (положительных и отрицательных, одно- и 
двухзарядных, моно- и полиатомных) в плазме высокочастотного разряда. 
Для анализа и описания этих процессов предложено использовать метод 
термодинамического моделирования. Приведены расчетные данные об 
эффективности одно- и двукратной ионизации атомов элементов в плазме 
в зависимости от ее температуры и состава. Представлена справочная 
информация об относительных атомных массах химических элементов и 
их стабильных изотопов, о представительном и естественном (с указанием 
диапазона вариаций) изотопном составе элементов, а также об энергиях 
диссоциации и ионизации двухатомных частиц.

Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников аналитических лаборатории, 
а также студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
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